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中文摘要 

本計畫擬針對電漿離子浸沒植入技術應用於鎳鈦牙科挫針之切

削性能增進及疲勞壽命提升進行研究。利用核能所開發之電漿浸沒

離子植入設備將鎳鈦牙科挫針進行氮化改質處理，分析不同氮離子

植入深度與植入操作條件對於挫針切削性能力與疲勞性質的影響，

配合分析氮離子植入層化學成分及結構可以有效分析出不同電漿製

程對於鎳鈦表面微結構及機械性質之間的相關性。本研究結果顯示， 

氮離子植入鎳鈦挫針表面之後，會與挫針表面產生化學變化而形成

TiN 鍍層，此 TiN 鍍層能夠提升鎳鈦挫針表層的硬度及楊氏係數，

並可提升挫針之切削效率及抗疲勞性質。 
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